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Verfahren zum beidseitigen Polieren einer Halbleiterscheibe

Gegenstand der Erfindung ist ein Verfahren zum beidseitigen Polieren einer
Halbleiterscheibe.

Das Doppelseiten-Polieren (DSP) ist ein Verfahren aus der Gruppe der chemo-
mechanischen Bearbeitungsschritte. Eine DSP-Bearbeitung von Halbleiterscheiben ist
beispielsweise beschrieben in US 2003/054650 A1 und eine daflr geeignete
Vorrichtung in DE 100 07 390 A1. Die DSP umfasst ein chemisches Atzen mittels
einer Lauge und ein mechanisches Erodieren mittels im wassrigen Medium
dispergierten losen Korns, welches durch ein Poliertuch, das keine in Kontakt mit der
Halbleiterscheibe gelangenden Hartstoffe enthalt, in Kontakt mit der Halbleiterscheibe
gebracht wird und so unter Druck und Relativbewegung einen Materialabtrag von der
Halbleiterscheibe bewirkt.

Beim DSP liegen die Arbeitsschichten in Form von Poliertlichern vor, und diese sind
klebend, magnetisch, formschlUssig (beispielsweise mittels Klettverschluss) oder
mittels Vakuum auf den Arbeitsscheiben, welche beim DSP auch als sog. Polierteller
bezeichnet werden, befestigt. Beide Polierteller einer DSP-Anlage sind mit
Poliertlichern beklebt. Um eine hohe Qualitat der Bearbeitung durch DSP zu
gewabhrleisten, sollten beide Poliertlicher blasenfrei aufgeklebt sein. Dabei ist es
wichtig, dass das Poliertuch Uber den gesamten Polierteller gleichmanig stark haftet.
Um die notwendige Haftung von Kleber zu erreichen, werden die Polierteller nach
dem Aufkleben von Poliertiichern fir mehrere Stunden unter Druck
zusammengefahren. Dieser Prozess wird auch Tuchpressen genannt. Durch das
Pressen verfliel3t der Kleber und haftet besser. Entsprechende Verfahren zum
Tuchpressen sind beispielsweise aus EP 1 775 068 A1 und aus US 2008/0248728 A1
bekannt.

Poliertlicher kdnnen aus einem thermoplastischen oder hitze-hartbaren Polymer
bestehen.

Als Material fur geschaumte Poliertlicher (foamed pads) kommt eine Vielzahl an
Werkstoffen in Betracht, z.B. Polyurethane, Polycarbonat, Polyamid, Polyacrylat,
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Polyester usw. Ein aus einem Polymer hergestelltes Poliertuch wird beispielsweise in
US 2008/0102741 A1 offenbart.

Poliertlicher kbnnen aber auch aus verschaumten Platten oder Filz- oder
Fasersubstraten, die mit Polymeren impragniert sind, bestehen (Vliesstoff-Tuch, non-
woven pad). Ein solches Tuch ist beispielsweise in US 5,510,175 A beschrieben.

Die deutsche Offenlegungsschrift DE 10 2008 056 276 A1 lehrt ein Verfahren zur
Regelung des Arbeitsspaltes einer Doppelseitenpoliermaschine. Dieser Arbeitsspalt,
in dem sich das zu polierende Substrat befindet, wird durch eine obere und eine
untere, mit jeweils einem Poliertuch (Arbeitsflache) belegte Arbeitsscheibe gebildet.
Durch eine Verstelleinrichtung kann mindestens eine Arbeitsscheibe verformt werden,
so dass sich die Form des Arbeitsspaltes verandert und die Arbeitsflachen eine
grétmdégliche Parallelitét besitzen. Durch die Regelung der Arbeitsspaltgeometrie soll
ein moglichst gleichmaRiger Materialabtrag gewéhrleistet werden.

Aus US 2014/0206261 A1 ist ein Verfahren zur gleichzeitig beidseitigen Politur
mindestens einer Scheibe aus Halbleitermaterial bekannt, bei dem harte, wenig
kompressible Poliertlicher zum Einsatz kommen, wobei eine spezielle Form des
Arbeitsspaltes durch geeignete Dickenprofile der Poliertlicher realisiert wird. Dieses
Verfahren hat einen positiven Effekt bzgl. der Kante der polierten Halbleiterscheibe.
Bei weichen und kompressiblen Poliertlichern sinkt die Scheibe namlich etwas in die
Arbeitsflache des Poliertuches ein. Dadurch wirken im Randbereich der Scheibe
héhere Kréfte auf die Scheibe ein als in anderen Bereichen der Scheibe, so dass die
Kante durch einen erhéhten Materialabtag wahrend der Politur verrundet.

Aus diesem Grund ist die Verwendung harter und wenig kompressibler Poliertlicher
von Vorteil. Um die harten und wenig kompressiblen Poliertlicher absolut
gleichmaRig, insbesondere ohne Luftbldschen oder Falten auf die Polierteller kleben
zu kénnen, kénnen die Poliertlicher auf inren Rlckseiten maschinell aufgebrachte
Klebefilme aufweisen.

Beim Aufkleben der Poliertlicher kann es gemaR US 2014/0206261 A1 von Vorteil
sein, die Polierteller zu erwdrmen, da sich durch die Erwarmung der Polierteller die
Viskositat des Klebefilms bei gleichzeitiger Verbesserung der Haftbarkeit des



10

15

20

25

30

35

WO 2018/086912 PCT/EP2017/077571

Klebefilms verringert. AnschlieRend erfolgt die Abklhlung des mit dem Poliertuch
belegten Poliertellers von der fur das Aufkleben eingestellten Temperatur auf die
gewinschte Prozesstemperatur Uber einen Zeitraum von mindestens 3 Stunden,
wobei wahrend des gesamten Abkihlvorganges das Poliertuch mit einem Druck von
mindestens 10 000 Pa gegen den jeweils gegentberliegenden Polierteller gedrlickt

wird.

Bei der Verwendung von harten, wenig kompressiblen Poliertlichern besteht
allerdings das Problem, dass nach dem herkémmlichen Tuchpressen oftmals keine
ausreichende Haftung der Polierticher an den Poliertellern erzielt wird. Dies héngt
damit zusammen, dass zwischen dem oberen und unteren Polierteller ein Polierspalt,
der sich aus dem jeweiligen Abstand zwischen dem oberen und unteren Poliertuch
ergibt, von bis zu 300 pym besteht. Die unzureichende Haftung der Poliertlicher macht
sich ohne Gegenmafinahmen auch bei der Qualitat der polierten Halbleiterscheiben
bemerkbar.

In JP 2004140215 A1 ist offenbart, ein Poliertuch zu verwenden, das aus einem
weichen und einem harten Tuch besteht. Die beiden Tlcher kbnnen durch ein
doppelseitiges Klebeband aneinander befestigt werden. Beim harten Tuch, mit dem
die Halbleiterscheibe poliert wird, kann es sich um ein Tuch aus geschdumtem PU
handeln. Das weiche Tuch dient als Dampfung zwischen Polierteller und hartem
Tuch. Auch hier besteht aber die Problematik, dass im Randbereich der Scheibe
héhere Krafte auf die Scheibe einwirken als in anderen Bereichen der Scheibe.

Aus der beschriebenen Problematik ergab sich die Aufgabenstellung der Erfindung.

Die Aufgabe der Erfindung wird geldst durch ein Verfahren zum beidseitigen Polieren
einer Halbleiterscheibe, wobei auf oberem und unterem Polierteller Poliertlicher einer
Harte bei Raumtemperatur von mindestens 80° nach Shore A und mit einer
Kompressibilitdt bei Raumtemperatur von weniger als 3 % befestigt werden, wobei
eine Halbleiterscheibe zwischen oberem und unterem Poliertuch beidseitig poliert
wird, dadurch gekennzeichnet, dass zum Befestigen der Poliertlicher auf oberem und
unterem Polierteller die Poliertlicher auf oberes und unteres Polierteller geklebt
werden, zwischen den beiden aufgeklebten Poliertichern als Zwischenlage ein Tuch
mit einer Kompressibilitdt bei Raumtemperatur von mindestens 3 % positioniert wird
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und anschliefiend die beiden Polierticher mit dem zwischen innen befindlichen Tuch
fUr einen bestimmten Zeitraum aneinander gepresst werden.

Die Erfindung sieht vor, beim Tuchpressen eine Tuchzwischenlage zwischen oberem
und unterem Poliertuch vorzusehen. Das obere und das untere Poliertuch sind hart
und wenig kompressibel. Das als Zwischenlage verwendete Tuch ist kompressibler
als die Poliertticher.

Die Kompressibilitdt eines Materials beschreibt, welche allseitige Druckadnderung nétig
ist, um eine bestimmte Volumenanderung hervorzurufen. Die Bestimmung der
Kompressibilitat erfolgt analog zur JIS L-1096 (Testing Methods for Woven Fabrics).

Das als Zwischenlage verwendete Tuch kommt nur beim Tuchpressen zum Einsatz.
Nach dem Tuchpressen wird es aus der Polieranlage entfernt.

Als Poliertticher mit einer hohen Tuchharte und einer geringen Tuchkompressibilitat
eignen sich sowohl geschdumte Poliertlicher (foamed pads) als auch Poliertiicher mit
einer Faserstruktur (non-woven pads).

In einer Ausfiihrungsform werden Poliertlicher mit einer Harte von 80 bis 100° nach
Shore A (DIN EN ISO 868) bei Raumtemperatur (23 °C £ 2 °C) verwendet.

Bevorzugt ist die Verwendung von Poliertlichern, die eine geringe oder sehr geringe
Kompressibilitat aufweisen.

Bevorzugt betragt die Kompressibilitdt des Poliertuches weniger als 2,5%. Besonders
bevorzugt betragt die Kompressibilitdit des Poliertuches weniger als 2,2%. Ganz
besonders bevorzugt betragt die Kompressibilitdt des Poliertuches weniger als 2,0%.
Die genannten Kompressibiltdten sind bei Raumtemperatur (23°C +2°C) zu
ermitteln.

In einer Ausfilhrungsform bestehen die Poliertlicher bzw. deren Arbeitsflachen aus
einem thermoplastischen oder hitze-hartbaren Polymer und weisen eine pordse
Matrix auf (foamed pad).
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Als Materialien fur die Poliertiicher kommen eine Vielzahl an Werkstoffen in Betracht,
z.B. Polyurethane, Polycarbonat, Polyamid, Polyacrylat, Polyester usw.

In einer Ausfiihrungsform bestehen die Poliertlicher bzw. deren Arbeitsflachen aus
festem mikro-porésen Polyurethan.

In einer anderen Ausflihrungsform bestehen die Poliertlicher aus verschdumten
Platten oder Filz- oder Fasersubstraten, die mit Polymeren impragniert sind
(Vliesstoff-Tuch, non-woven pad).

Die Dicke der Poliertlicher kann 0,7 bis 1,5 mm betragen. In einer Ausfiihrungsform
betragt die Dicke der Poliertlicher 0,7 bis 1,3 mm, ganz besonders bevorzugt 0,75 bis
1,1 mm.

Im Rahmen der Erfindung hat sich gezeigt, dass insbesondere bei harten
geschaumten Poliertiichern nur dann eine ausreichende Haftung an den Poliertellern
sichergestellt werden kann, wenn beim Tuchpressen eine kompressible
Zwischenlage zwischen den beiden zu pressenden Tlchern positioniert wird.

In einer Ausfiuhrungsform besteht das als Zwischenlage verwendete Tuch aus Filz
oder einem Fasersubstrat, also aus einer nicht-gewebten Textilie.

Der Filz kann aus Chemiefasern oder natlrlichen Fasern pflanzlichen oder tierischen
Ursprungs erzeugt sein.

In einer Ausfiihrungsform handelt es sich um Filz, hergestellt aus PU-Elastomer-
Fasern.

Die Dicke der Zwischenlage kann 1,0 bis 3,0 mm betragen. In einer Ausfihrungsform
betragt die Dicke der Zwischenlage 1,5 bis 2,6 mm.

In einer Ausfihrungsform betragt die Kompressibilitédt das als Zwischenlage
verwendeten Tuchs 3-10%. Ganz besonders bevorzugt ist eine Kompressibilitat des
als Zwischenlage verwendeten Tuchs von 3,2-7,6%. Die genannten
Kompressibiltadten sind bei Raumtemperatur (23 °C £ 2 °C) zu ermitteln.
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Wenn als Zwischenlage dagegen Tlcher mit einer Kompressibilitat von kleiner als 3%
oder mehr als 10% verwendet werden, wird in der Regel keine gleichméRige Haftung
der Poliertlicher auf den Poliertellern erreicht.

In einer bevorzugten Ausfihrungsform umfasst das als Zwischenlage verwendete
Tuch zwei Tuchlagen, die zusammengeklebt sind. Die Dicke einer Tuchlage betragt
nach einer bevorzugten Ausfihrungsform 0,7 bis 1,3 mm.

Zur Befestigung der beiden Tuchlagen eignet sich beispielsweise eine doppelseitige
Klebefolie.

Durch die Verwendung einer solchen Zwischenlage beim Tuchpressen werden lokale
Unebenheiten kompensiert und eine gleichméaRige Haftung Uber den ganzen
Polierteller erreicht.

Vor dem Tuchpressvorgang werden die Poliertlicher auf den jeweiligen Polierteller der
Poliermaschine geklebt.

Dazu haben die Poliertlicher in einer Ausfiuhrungsform des Verfahrens jeweils einen
Klebefilm auf ihrer Rickseite. Beispielsweise eignen sich handelsibliche
doppelseitige Klebefolien, die auf die Ruckseite der Poliertlicher aufgebracht werden.

In einer weiteren Ausfuhrungsform werden die Polierteller vor dem Aufkleben der
Polierticher erwarmt. Beispielsweise kdnnen die Polierteller auf eine Temperatur von
40 - 50°C erwarmt werden. Dadurch verringert sich die Viskositat des Klebefilms bei
gleichzeitiger Verbesserung seiner Haftbarkeit.

Nach dem Aufkleben der Poliertiicher werden die Polierteller gegebenenfalls
abgekuhlt. In einer Ausfuhrungsform werden die Polierteller auf die gewlinschte
Poliertemperatur abgekuhlt, die in der Regel zwischen 10 und 50°C liegt.

Das Erwarmen und das Abkuhlen der Polierteller vor und nach dem Aufkleben der
Poliertlicher erfolgt vorzugsweise mittels einer internen Temperatursteuerung der
Polierteller.
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In einer bevorzugten Ausflhrungsform erfolgt das Abkthlen der Polierteller Uber einen
Zeitraum von einer bis zu mehreren Stunden.

In einer weiteren Ausfiihrungsform erfolgt das Abkuhlen der Polierteller wahrend des
Tuchpressens, der nachfolgend naher beschrieben wird.

In einer Ausfiihrungsform erfolgt der Pressvorgang, bei dem die beiden wenig
kompressiblen Poliertlicher mit dem zwischen ihnen befindlichen kompressibleren
Tuch fur einen bestimmten Zeitraum aneinander gepresst werden.

Vorzugweise erfolgt das Tuchpressen bei einem Druck von mindestens 11 000 Pa.

In einer Ausfiuihrungsform erfolgt der Pressvorgang flir die Dauer von einer oder
mehreren Stunden.

Der Pressvorgang erfolgt vorzugweise bei der vom Hersteller der Poliertlcher
empfohlenen Aufklebetemperatur.

In einer Ausflhrungsform erfolgt der Pressvorgang bei Raumtemperatur.

Im Stand der Technik war bislang beim Aneinanderpressen der Poliertticher keine
Zwischenlage zwischen den Poliertlichern vorgesehen. Die Poliertlicher wurden auf
die Polierteller geklebt und anschliefend aneinandergepresst. Bei weicheren Tlichern
war dies auch mdglich, ohne die Qualitat der polierten Halbleiterscheiben zu
verschlechtern. Bei harten Poliertlichern ist jedoch z.B. ein weiches, kompressibles
Filztuch als Zwischenlage erforderlich, um den Anforderungen an die Qualitat der
polierten Halbleiterscheiben zu gentigen.

Bei der Verwendung von harten Tuchern ohne eine Zwischenlage war teilweise schon
nach dem Pressvorgang erkennbar, dass die Tlicher im inneren Bereich nicht
ausreichend gepresst waren, die Tlcher also keine ausreichende Haftung am
Polierteller hatten.

Bei erfindungsgemafRer Verwendung einer Zwischenlage sind die Poliertlicher
dagegen nach dem Pressvorgang vollstandig angepresst, so dass eine bessere und
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homogenere Haftung des Poliertuches erreicht wird, was zu einer besseren Qualitat
der polierten Halbleiterscheiben flihrt.

In einer Ausfuihrungsform der Erfindung erfolgt vor dem beidseitigen Polieren einer
Halbleiterscheibe zwischen den derart auf den Poliertellern befestigten Poliertichern
ein sog. Tuchdressing. Dabei werden die auf den Poliertellern aufgeklebten
Poliertlcher vor dem Poliervorgang an die jeweilige individuelle Tellerform der
Poliermaschine angepasst. Entsprechende Methoden sind prinzipiell aus dem Stand
der Technik bekannt und beispielsweise in den Schriften EP 2 345 505 A2 oder US
6,682,405 B2 beschrieben.

Das Tuchdressing ist vorteilhaft, da ein Polierteller Ublicherweise Unterschiede in der
lokalen Ebenheit von bis zu + 50 um aufweisen kann. Es dient dazu, durch
mechanische Bearbeitung des sich auf dem Polierteller befindlichen Poliertuchs
mittels geeigneten Werkzeugen, die in der Regel Diamantschleifkbrper beinhalten,
sowohl eine gewlinschte Poliertuchgeometrie und damit eine gewlnschte
Polierspaltgeometrie, als auch die gewtinschten Eigenschaften der Tuchoberflache
(Arbeitsflache) des Poliertuchs einzustellen. Das auf dem Polierteller befindliche
Poliertuch wird jeweils auf eine bestimmte Poliermaschine und einen Polierspalt hin
optimiert.

In einer Ausflhrungsform erfolgt das Tuchdressing der beiden Poliertlicher, also die
Bearbeitung der Arbeitsfladchen der Poliertlicher, derart, dass ein Polierspalt, den die
zu polierende Halbleiterscheibe jeweils mit der mit der Halbleiterscheibe in Kontakt
kommenden Oberflache des Poliertuchs bildet und der sich von einem inneren Rand
bis zu einem aufieren Rand des Poliertuchs erstreckt, am inneren Rand und am
auleren Rand der Poliertuchs eine unterschiedliche Hohe aufweist. In anderen
Worten weist das Poliertuch im Zentrum eine andere Tuchdicke auf als am &ufieren
Rand.

In einer Ausfuhrungsform des Verfahrens ist die Hohe des Polierspaltes, also der
jeweilige Abstand zwischen dem oberen und unteren Poliertuch, am auflieren Rand
niedriger als am inneren Rand des Poliertuchs.
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Zum Polieren werden die Halbleiterscheiben in eine geeignet dimensionierte
Aussparung einer Lauferscheibe gelegt. Vorzugsweise wird in den zwischen den
Arbeitsschichten der Poliertlicher gebildeten Arbeitsspalt wahrend der Politur eine
Flissigkeit zugeflihrt. Bei dieser FlUssigkeit handelt es sich vorzugsweise um eine
Poliermittelsuspension. Besonders bevorzugt ist die Verwendung von kolloid-
disperser Kieselsaure, ggf. mit Zusétzen wie z.B. Natriumcarbonat (Na2CO3), Kalium-
carbonat (K2CO3), Natriumhydroxid (NaOH), Kaliumhydroxid (KOH),
Ammoniumhydroxid (NH4OH), Tetramethylammoniumhydroxid (TMAH), als Polier-
mittelsuspension. Bei der gleichzeitigen Politur der Vorderseite und der Rlckseite der
Halbleiterscheibe erfolgt vorzugsweise ein Oberflachenabtrag von kleiner oder gleich
15 ym pro Seite, besonders bevorzugt 5 ym bis 12 um pro Seite.

Die bezlglich der vorstehend aufgefihrten Ausfiihrungsformen des
erfindungsgemaien Verfahrens angegebenen Merkmale kénnen entsprechend auf
die erfindungsgemafe Vorrichtung Ubertragen werden. Umgekehrt kénnen die
bezlglich der vorstehend ausgefuhrten Ausfliihrungsformen der erfindungsgemafien
Vorrichtung angegebenen Merkmale entsprechend auf das erfindungsgemaliie
Verfahren Ubertragen werden. Diese und andere Merkmale der erfindungsgemalien
Ausflhrungsformen werden in der Figurenbeschreibung und in den Anspriichen
erlautert. Die einzelnen Merkmale kénnen entweder separat oder in Kombination als
Ausfuhrungsformen der Erfindung verwirklicht werden. Weiterhin kdnnen sie
vorteilhafte Ausflihrungen beschreiben, die selbststédndig schutzfahig sind.

Nachfolgend werden die Vorteile der Erfindung anhand von Vergleichsbeispielen und
Beispielen erlautert.

Sofern nicht anders angegeben, wurden alle zuvor und in den folgenden Beispielen
und Vergleichsbeispielen genannten Parameter bei einem Druck der umgebenden
Atmosphare, also bei etwa 1000 hPa, und bei einer relativen Luftfeuchte von 50%
ermittelt.

Die Hérte nach Shore A wird gemaf DIN EN ISO 868 ermittelt. Es kommt ein
Durometer Typ A zum Einsatz (Harteprufgerat Zwick 3130). Die Spitze der geharteten
Stahlstange drickt in das Material ein. Die Eindrtcktiefe wird auf einer Skala von O -
100 gemessen. Der Stahl-Stift hat die Geometrie eines Kegelstumpfes. Es werden
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jeweils funf Messungen vorgenommen, von denen der Medianwert angegeben ist. Die
Messzeit betragt 15 s, das zu prufende Material wurde 1 h bei Normklima (23 °C, 50
% Luftfeuchte) gelagert. Das Andruckgewicht des Durometers betragt 12,5 N £ 0,5.

Vergleichsbeispiele

Vergleichsbeispiel 1

Poliertlicher aus Filz (PU) Harte 60 nach Shore A bei 23°C, Kompressibilitat 9,4 % bei
23°C, Dicke 1,27 mm
Tuchpressen ohne Zwischenlage, Druck 11 000 Pa, 2 Stunden

Nach dem Tuchpressen zeigt sich eine gute Haftung der Poliertlicher auf den
Poliertellern.

Vergleichsbeispiel 2

Poliertiicher aus Filz (aus PU-Elastomer-Fasern) Harte 84 nach Shore A bei 23°C,
Kompressibilitat 2,6% bei 23°C, Dicke 1,27 mm
Tuchpressen ohne Zwischenlage, Druck 11 000 Pa, 2 Stunden

Nach dem Tuchpressen zeigt sich eine schlechte Haftung des inneren Bereiches der
Poliertiicher auf den Poliertellern. Dies wirde unweigerlich zu Qualitadtsméangeln bei
der Politur der Halbleiterscheiben fuhren.

Vergleichsbeispiel 3

Geschaumte Poliertiicher (PU) Harte 93° Shore A bei 23°C, Kompressibilitat 2,5% bei
23°C, Dicke 1,06 mm
Tuchpressen ohne Zwischenlage, Druck 11 000 Pa, 2 Stunden

Nach dem Tuchpressen zeigt sich eine schlechte Haftung des inneren Bereiches der
Poliertiicher auf den Poliertellern. Dies wirde unweigerlich zu Qualitadtsméangeln bei
der Politur der Halbleiterscheiben flhren.
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Beispiel 1

Poliertlicher aus Filz (aus PU-Elastomer-Fasern) Harte 84 nach Shore A bei 23°C,
Kompressibilitat 2,6% bei 23°C, Dicke 1,27 mm

Verwendung einer Zwischenlage beim Tuchpressen (Druck 11 000 Pa, 2 Stunden)
Zwischenlage: doppellagiger PU-Filz, Dicke einer Lage 1,27 mm, Kompressibilitat
3,3% bei 23°C, Harte 83 nach Shore A bei 23°C

Nach dem Tuchpressen zeigt sich eine hervorragende Haftung der Poliertlicher auf
den Poliertellern.

Beispiel 2

Geschaumte Polierticher (PU) Harte 84 nach Shore A bei 23°C, Kompressibilitat
2,1% bei 23°C. Dicke 0,86 mm

Verwendung einer Zwischenlage beim Tuchpressen (Druck 11 000 Pa, 2 Stunden)
Zwischenlage: doppellagiger PU-Filz, Dicke einer Lage 1,27 mm, Kompressibilitat
3,3% bei 23°C, Harte 83 nach Shore A bei 23°C

Nach dem Tuchpressen zeigt sich eine hervorragende Haftung der Poliertlicher auf
den Poliertellern.

Die vorstehende Beschreibung beispielhafter Ausfihrungsformen ist exemplarisch zu
verstehen. Die damit erfolgte Offenbarung erméglicht es dem Fachmann einerseits,
die vorliegende Erfindung und die damit verbundenen Vorteile zu verstehen, und
umfasst andererseits im Verstandnis des Fachmanns auch offensichtliche
Abdnderungen und Modifikationen der beschriebenen Strukturen und Verfahren.
Daher sollen alle derartigen Abanderungen und Modifikationen sowie Aquivalente
durch den Schutzbereich der Anspriiche abgedeckt sein.
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Patentanspriiche

. Verfahren zum beidseitigen Polieren einer Halbleiterscheibe, wobei auf oberem

und unterem Polierteller Poliertlicher einer Harte bei Raumtemperatur von
mindestens 80° nach Shore A und mit einer Kompressibilitat bei Raumtemperatur
von weniger als 3 % befestigt werden, wobei eine Halbleiterscheibe zwischen
oberem und unterem Poliertuch beidseitig poliert wird, dadurch gekennzeichnet,
dass zum Befestigen der Poliertlicher auf oberem und unterem Polierteller die
Poliertlicher auf oberes und unteres Polierteller geklebt werden, zwischen den
beiden aufgeklebten Poliertlichern als Zwischenlage ein Tuch mit einer
Kompressibilitat bei Raumtemperatur von mindestens 3 % positioniert wird und
anschliefend die beiden Poliertlicher mit dem zwischen ihnen befindlichen Tuch
flr einen bestimmten Zeitraum aneinander gepresst werden.

. Verfahren nach Anspruch 1, wobei es sich bei den Poliertliichern um geschaumte

TUcher auf der Basis von PU handelt.

. Verfahren nach Anspruch 1 oder nach Anspruch 2, wobei die Poliertlicher eine

Harte bei Raumtemperatur von 80 bis 100° nach Shore A aufweisen.

. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 3, wobei die Kompressibilitdt des

Poliertuches bei Raumtemperatur weniger als 2,5% betragt.

. Verfahren nach einem der Anspriche 1 bis 4, wobei das als Zwischenlage

verwendete Tuch bei Raumtemperatur eine Kompressibilitat von 3,2-7,6%
aufweist.

. Verfahren nach einem der Anspriche 1 bis 5, wobei es sich bei dem als

Zwischenlage verwendeten Tuch um Filz oder um ein Fasersubstrat handelt.

. Verfahren nach Anspruch 6, wobei das als Zwischenlage verwendete Tuch auf

PU-Elastomer-Fasern basiert.

. Verfahren nach einem der Anspriche 1 bis 7, wobei das als Zwischenlage

verwendete Tuch zwei zusammen geklebte Tlicher umfasst.
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9. Verfahren nach einem der Ansprilche 1 bis 8, wobei eine Dicke der Polierticher
0,75 bis 1,1 mm betréagt.

10.Verfahren nach einem der Ansprliche 1 bis 9, wobei eine Dicke des als
Zwischenlage verwendeten Tuchs 1,5 bis 2,6 mm betragt.



